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SPECTRO ANALYTICAL INSTRUMENTS







— Nova vykonna ICP tfida pro narocné analytické ulohy

— Axialné nebo radialné pozorovana plazma

— Systém pro vnaseni vzorku s automatickym polohovanim

— Stabilni podminky plazmy diky robustnimu volnobéznému generatoru
— Unikatni opticky systém s vynikajicim rozlisenim

— Rozsifeny spektralni rozsah od 130 do 770 nm umoznujici vybér vhodnych ¢ar

— UV systém nenaroCny na udrzbu s minimalnimi provoznimi naklady




Opticky systém Brilantni konstrukce a
analyticka nadfazenost: Pokrokovy opticky
systém SPECTRO ARCOS s optimalnim
usporadanim Paschen-Runge (ORCA)

a hlinikovou ‘half-shell* technologii
predstavuje milnik v ICP analyze.

Jde o kombinaci kompaktnich rozmért

a jednoduché robustni konstrukce

s doposud nevidanym -rozliSenim 8.5 pm
v dllezitém rozsahu 130 az 340 nm a 15 pm
u vétSich vinovych délek. Pfi konstantnim
rozliSeni, které je mozné dosahnout pouze

na systémech Paschen-Runge, se na ¢ary bohaté

spektrum zpracovava mnohem

lehceji, ¢imz se zvySuje presnost méreni.

Za zminku stoji hlavné koncept vinového

rozsahu rozSifeného na kompletni relevantni
spektrum od 130 do 770 nm. Spektrum je snimano
simultanné v prvnim fadu; dokonce i VUV oblast je
zaznamenavana s tou nejvyssi citlivosti. To umoznuje
pristup na vinové délky pro halogeny, jakoz i mnohé
dalsi citlivé ¢ary, které byly dfive nedostupné; coz
umoznuje stanovovani velkého poctu ultra stopovych
prvkl. Nyni jsou pro slozité matrice k dispozici emisni
¢ary bez interferenci; zjednoduSuje se tak pfiprava
metod a zasadnim zpusobem se ovliviiuje presnost
analyzy.




1- Opticky systém
2- Cistici patrona
3- Membranové Cerpadlo




Transient Measurement

Enter the data to perform a transient measurement. If changes are
made, save the method first before you try to start.

Samplename : [ TT-65

Fiename : 65 ,[L\r—' ¥ Use Trigger
[C] Counter [D] Date [7] Time [V ExportData

Total Tme [s]  Intervall [ms]




Siroky vybér pfislusenstvi je pro SPECTRO rovnéz k dispozici. Patfi zde
napfiklad volitelné vnaseci systémy pro vzorky, jako je ultrazvukovy zmlZovac,
automaticky vzorkovac a automaticky redici systém. Navic jsou dostupné i
primyslové kalibrované, normam vyhovujici balicky metod “VloZ a analyzuj” pro
typické pramyslové a environmentalni aplikace.
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Plazmové rozhrani V zavislosti na aplikaci,
se pro pohled do plazmy pouziva jedna ze dvou
odliSnych technologii. Axialni pozorovani plazmy s
patentovanym optickym plazmovym rozhranim
(OPI) je tim spravnym feSenim pro analyzu
stopovych prvku. Tato metoda dosahuje az

10-nasobné vyssi citlivost a limity detekce,
nez je to mozné u radialniho pozorovani.

Na rozdil od konvencnich systému s “tryskou”
anebo rozsifenym plazmovym horakem,

OPI pronika pres rusivou rekombinacni zénu,
odklani ji z optické cesty a eliminuje vliv matrice,
ke kterému dochazi v chladnéjsich oblastech
plazmy. Bez rozhrani OPI by kolisava
charakteristika plazmy, pochazejici z rznych
matric, jako je tomu u environmentalnich
aplikaci, vedla k problematickym ovlivhénim,
napfiklad ke zhorSeni regenerace.

S vice nez 10 léty ovéreného vykonu,

bylo OPI jen nepatrné upravené. Nyni pouziva
bajonetové spoje, coz zjednodusuje udrzbu
a zarucuje, ze rozhrani je vzdy v pfesné
definované pozici.

1- Cesta svétla do optiky
2- Excitatni zona

3- Emisni zéna

4- Rekombinaéni zéna

5- RF civka

6- Plazmovy hofak

7- Vstup vzorku

Side-on Plasma Interface (SPI)

Radialni pozorovani plazmy s rozhranim SPI
(Side-on Plasma Interface) se pouziva, kdyz se
limitu detekce nepfiklada az takova dilezitost,
protoze se zaméfujeme na spravnost a presnost
u vySSich koncentraci. Diky nizsi citlivosti,
zpusobené mensim pozorovanym objemem,
tato technika dosahuje vynikajici presnost

a toleranci pro vysoce zasolené a organické
frakce. Rovnéz je vhodna na analyzu

suspenzi a kalu.

Pocitacem Ffizeny systém pro pozici plazmy
umoznuje automatickou optimalizaci vysSky a
vzdalenosti pohledu od OPI jak u radialniho,
tak i u axialniho pozorovani. Toto nastaveni —
spole¢né s ostatnimi parametry - je mozné
ulozit vdané metodé, takze je potom k dispozici
pfi kazdém spusténi aplikace.

1- Cesta svétla do optiky

2- Vodou chlazené plazmové rozhrani
3- Vstup argonu

4- Aerosol

5- Analyticka zéna

6- RF civka

7- Plazmovy hofak

8- Vstup vzorku

Optical Plasma Interface (OPI)



Patentovany logicky systém ICAL prabézné monitoruje pracovni vykon pfistroje SPECTRO
Kdyz zaregistruje zménu, zahaji standardizaci, ktera sestava z automatického anebo
manudélniho provedeni méreni jediného ICAL vzorku, ¢im se zabezpeci, aby byl pfistroj vzdy v
optimalnim stavu.




www.spectro.com




